
Title Electrochemical Micromachining of Silicon-Based
Materials Using Fine Needle Electrodes

Author(s) 杉田, 智彦

Citation 大阪大学, 2013, 博士論文

Version Type

URL https://hdl.handle.net/11094/59849

rights

Note

著者からインターネット公開の許諾が得られていない
ため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利
用をご希望の場合は、<a
href="https://www.library.osaka-
u.ac.jp/thesis/#closed">大阪大学の博士論文につい
て</a>をご参照ください。

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



―
　
 
 ―

478

氏 名 杉
すぎ

　　田
た

　　智
とも

　　彦
ひこ

博士の専攻分野の名称

学 位 記 番 号

学 位 授 与 年 月 日

学 位 授 与 の 要 件

博　士（工学）

第　 ２６０９１　 号

平 成 25 年 ３ 月 25 日

学位規則第４条第１項該当

基礎工学研究科物質創成専攻

学 位 論 文 名 Electrochemical Micromachining of Silicon-Based Materials Using 

Fine Needle Electrodes

（微細電極を用いたシリコン系材料の電気化学的微細加工）

論 文 審 査 委 員 （主査）

教　授　松村　道雄

（副査）

教　授　平井　隆之　  教　授　福井　賢一　  准教授　池田　　茂

【60】

論　文　内　容　の　要　旨



―
　
 
 ―

479

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨




